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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年10月24日(2013.10.24)

【公開番号】特開2012-63393(P2012-63393A)
【公開日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-013
【出願番号】特願2010-205284(P2010-205284)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年9月10日(2013.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射防止機能を有する光学素子であって、
　前記光学素子に入射する光の波長の半分以下のピッチで並んだ山部及び谷部を含む第１
の凹凸構造が表面に形成された基板と、
　前記第１の凹凸構造の上に形成される少なくとも１層の薄膜を含む薄膜層と、を有し、
　前記薄膜層の屈折率は前記基板の屈折率よりも低く、
　前記薄膜層の最も空気側の層には前記第１の凹凸構造に対応する第２の凹凸構造が形成
されており、
　以下の条件式を満たすことを特徴とする光学素子。
　　　１／４≦ｈ１／ｈ０≦２
　　　１／５λ≦Ｄ≦２λ
　ただし、ｈ０は前記基板の表面の法線方向における前記第１の凹凸構造の山部の頂上と
該頂上に最も近い前記第１の凹凸構造の谷部の底との差としての高さ、ｈ１は前記法線方
向における前記第２の凹凸構造の山部の頂上と該頂上に最も近い前記第２の凹凸構造の谷
部の底との差としての高さ、Ｄは前記薄膜層の最大の厚さ、前記波長λは前記光学素子に
入射する光の波長、である。
【請求項２】
　前記薄膜層は複数の薄膜を含み、該複数の薄膜のそれぞれは前記法線方向における前記
基板側から空気側に向かって屈折率が低くなる順に配置されていることを特徴とする請求
項１に記載の光学素子。
【請求項３】
　前記薄膜層の層数をｍとするとき、以下の条件式を満たすことを特徴とする請求項１又
は２に記載の光学素子。
　（１／４×λ）／（ｍ＋１）＜ｈ０＜２／５×λ
【請求項４】
　前記第１の凹凸構造における前記基板の媒質の占有率は、前記法線方向における前記基
板側から空気側に向かって低くなっていることを特徴とする請求項１から３のいずれか１
項に記載の光学素子。
【請求項５】
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　以下の条件式を満たすことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の光学素
子。
　０．２５＜ｈ０／Ｐ＜１．２５
ただし、Ｐは前記第１の凹凸構造における前記山部及び谷部のピッチである。
【請求項６】
　前記薄膜層のうち少なくとも１層はＳｉＯ２、ＭｇＦ２、Ａｌ２Ｏ３のいずれかを主成
分とすることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の光学素子。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の光学素子を有することを特徴とする光学装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての光学素子は、反射防止機能を有す
る光学素子であって、前記光学素子に入射する光の波長の半分以下のピッチで並んだ山部
及び谷部を含む第１の凹凸構造が表面に形成された基板と、前記第１の凹凸構造の上に形
成される少なくとも１層の薄膜を含む薄膜層と、を有し、前記薄膜層の屈折率は前記基板
の屈折率よりも低く、前記薄膜層の最も空気側の層には前記第１の凹凸構造に対応する第
２の凹凸構造が形成されており、以下の条件式を満たすことを特徴とする。
　　　１／４≦ｈ１／ｈ０≦２
　　　１／５λ≦Ｄ≦２λ
ただし、ｈ０は前記基板の表面の法線方向における前記第１の凹凸構造の山部の頂上と該
頂上に最も近い前記第１の凹凸構造の谷部の底との差としての高さ、ｈ１は前記法線方向
における前記第２の凹凸構造の山部の頂上と該頂上に最も近い前記第２の凹凸構造の谷部
の底との差としての高さ、Ｄは前記薄膜層の最大の厚さ、前記波長λは前記光学素子に入
射する光の波長、である。
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